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Torténelmi hattér

Lehet vallalkozni Magyarorszagon?

— Lehet, de lecsuknak (1982-ig)

Mit érdemes csinalni?

— Barmit csak pénzt hozzon.

— Ertelmes j6 dolgokat, de azért pénzt is hozzon.
o En ezzel kezdtem. Technoorg gmk. (1984.)

Mi kellett egy életképes vallalkozashoz?

— Els6sorban j6 kapcsolatok. (tevékenységeink...)




Mi valtozott a rendszervaltassal?

Fokozatosan, de minden szempontbal kinyilt a vilag.
1990. végén létrehoztuk az uj céget.
— tulajdonosi kor, célok.

Ha}talmas szovjet allami megrendelés, és egy nagy japan
uzlet.

Eredmeény: ériasi anyagi bukas.

Van-e kiut?

— (Csak elére lehet menekilni. OMFB szerepe.

Mit erdemes csinalni?

Mik a feltételek?

— (ebbdl mi van meg) targyi és személyi lehetéségek.
Mi hogyan startoltunk?

— Két profil: kilonb6z6 csucslézerek és ionsugaras
mintapreparalas.

A vezetes szerepe es feleléssége
1994. Beindult a Japan Uzlet




Honnan hova?

Mi lett a kivalo Gzleti lehet6ségekkel ?
Milyen okok miatt sz(int meg tObb, elvileg
vilagszinvonalu berendezéshez kapcsolddo tzlet?
Ki lehetett volna ezt védeni?
Hogyan?
Mi maradt és miért?

Szorvanyos Uzletek (ipari leézerek)

Biztosabb tudomanyos hattér

(még mindig all a zaszld) Iézeres méréstechnikak.
Legstabilabb Uzletlink az ionsugaras vekonyitok.
Allando fejlesztés-sokadik generacio.




Mire adunk megoldast

Minta készites a transzmisszios elektronmikroszképiahoz (TEM
és HRTEM)

Minta készites a pasztazo elektronmikroszkopiahoz (SEM es
STEM)

Mélységi analizis a szilard anyagoknal alkalmazott
modszerekkel(SIMS, ESCA, AES and XPS)

A Technoorg Linda kuldetése, hogy az élenjard kutatasi
eredmeényekre alapozva high-tech berendezéseket fejlesszen és

gyartson az anyagtudomanyi kutatasok és az ipar szamara.




TEM minta keszités

Teljes minta keszitési technologia a tomb anyag
vagasatol a TEM mintak kisenergiaju ionokkal valo
tisztitasaig

Mechanikai el6készités

lonsugaras vékonyitas (2000 - 10000 eV)

v"max. 50 um vastag sik mintak (ne tul hosszu
vékonyitasi id6)

v max. 150 yum vastag dimpelt mintak

lonsugaras finomitas és tisztitas (150 - 2000 eV)

v mas vekonyitokkal készitett TEM mintak finomitasa

v"mas vékonyitokkal, vagy FIB berendezéssel készitett
TEM mintak tisztitasa kis energias ion nyalabbal.




Mechanikal elokészités

A mintak kivagasa a MICROSAW nev(
gyémant tarcsas vagoval

A minta beagyazasa a TITAN
mintatartbba a MICROHEAT fiitheto
asztalon egy specialis AT1 nevi
ragasztoval

A minta dimpelése és/vagy polirozasa a
MICROPOL nevir dimplerrel és
polirozoval




lonsugaras vekonyitas
Gentle Mill 2™

Kalonleges kisenergias ionsugarral vékonyito
berendezés TEM mintak készitésére

lonenergia: 150 - 2000 eV




A Gentle Mill 2 elényel

egyedulalloé kisenergias
lonforras

A vékonyitasi
paraméterek konnyen
és pontosan allithatéak

Szamitogépes iranyitas
és halbzati ellenbrzés

mdtermék mentes minta
el6allitasi technologia
Nagy atereszt6képesseg




TECHNQOORG

A kisenergias agyuval elérhet6 L1~ b a
porlasztasi sebességek

(Si/30°)

lon aram porlasztasi
(UA) sebesseg

um/h

Andd feszultség
(V)
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Minéség javitas az alacsony ener
lon bombazassal
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HRTEM felvetel GaAs mintarol egy Philips CM20 (TWIN) TEM-el .
A mintat Artionokkal vékonyitottuk 3000 eV (a) és 200 eV (b).




Minosegjavitas a kisenergi
lonbombazassal

kisenergiaju (200 eV) és kisszdgi (3°) ionvékonyitas. Dumbbells in Si [110].
A minta a Berkeley Laboratoriumban készult, CA, USA a Technoorg Linda kisenergiaju
ionforrasaval.
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Kismeretu
Kisenergias ion agyu

Extrém alacsony ion energiak (50 - 2000 eV)
Nagy ionaram és aram siriseg

Ultra kis méret

Az ion forras paramétereinek szamitdégepes

iranyitasa

Tokéletesen alkalmas mind
a kivaldo minéségi mintak
eldallitasara, mind
mélységi analitikai
vizsgalatokhoz

Kulonleges ionsugaras
alkalmazasok is
lehetsegesek




GVOP 3.3.3. 2004-04 0017/3.0 project

UHV alkalmazasra kifejlesztett kisenergiaju
ionagyu neutralizalo feltéttel: 50 - 2000 eV
nyalab energia, max. 28 um/h porlasztasi
sebesség Si-on mérve 30°-0s beesési szog
esetén




GVOP 3.1.1. 2004-05 0495/3.0 project

Az extrém ma% S energiaju ionagyu fobb szerkezeti elemei,
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max. 1500 um/h a porlasztasi sebesség Cu-n 30°s beesési sz0g esetén
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